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摘要(译)

公开了一种用于超声扫描晶片组件的方法和设备。将晶片组件保持在晶
片夹盘中并旋转。换能器在晶片组件中产生超声波并且感测从晶片组件
发射的超声波。控制器调节晶片和换能器的相对位置，并控制换能器以
在多个扫描点处产生超声。
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